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ИМПУЛЬСНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ИОНОВ
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ МАТЕРИАЛОВ

Исследованы возможности новой методики имплантации
высокоэнергетичных ионов из импульсной плазмы, иниции-
руемой наносекундными лазерными импульсами в окружении
обрабатываемой поверхности. Для ускорения ионов использу-
ются высоковольтные импульсы напряжения, подключаемого
к обрабатываемой подложке во время подлета эрозионного
факела от облучаемой лазером мишени. Установлена зависи-
мость энергетического спектра имплантируемых ионов от
параметров лазерной плазмы, а также режимов включения
лазерных и высоковольтных импульсов.

Pulse Implantation of Ions in Laser Ablation of Materials /
V.Ye. Kashmanov, A.L. Smirnov, V.Yu. Fominsky, N.I. Smirnov,
V.N. Nevolin // Vestnik MGTU. Mashinostroenie. 2003. № 2.
P. 37–51.

Feasibilities of a new technique are studied for the high energy ions
implantation from pulse plasma, produced by laser nanosecond pulses near
the processed surface. To accelerate ions, high voltage pulses are applied
to the processed substrate when the erosion flare from the laser-irradiated
target approaches it. The dependence of the implanted ions energy spectrum
on plasma characteristics and also on modes of applying the laser and high
voltage pulses is determined. Refs.8. Figs.10.
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